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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung eines verschwenkbar am Mikroskop gelagert, dass der Winkel a 
rehefarugen Kontrastes im mikroskopischen Biid eines Phasen- zwischen ihrer optischen Achse 7 und der Objektivachse in 


objekts, wobei man dieses einseitig schrag beleuchtet und 
im Durchlicht betrachtet 

Im Phasenobjekt werden dabei die Lichtstrahlen zufolge 
der Iokalen Inhomogenitaten unterschiedlich gebrochen und 
ergeben dadurch den Reliefeffekt. 

Leider treten bei den bisher bekannten Verfahren dieser 
Art auch die Interferenz- und Beugungserscheinungen in 
sehr storender Weise auf, so dass eine eindeutige Interpreta- 
tion des Bildinhaltes oftmals sehr erschwert oder sogar un- 
moglich wird. 

Es wurde nunmehr gefunden, dass sich diese unerwtinsch- 
ten Nebeneffekte weitestgehend beseitigen lassen, wenn 
man bei einem solchen Mikroskopierverfahren erfindungsge- 
mass im Strahlengang des von einer einen Kondensor umfas- 
senden Beleuchtungsvorrichtung kommenden Lichts zwi- 
schen der letzten Kondensorlinse und dem Objekt eine licht- 
durchlassige Streuschicht anordnet Man kann dazu sowohl 
eine Streuschicht in Form einer Streuscheibe verwenden als 
auch die Streuschicht direkt auf der letzten Kondensorlinse 
anbringen. 

Es ist zwar bekannt, dass man die Bildqualitat mittels 
einer Streuschicht verbessern kann. Jedoch hat man bisher 
eine solche Streuschicht immer unmittelbar nach der Licht- 
quelle, also vor oder auf der ersten Kondensorlinse angeord- 
net Man bezweckte damit namlich eine gleichmassige Vertei- 
lung der Lichtintensitat uber die ganze leuchtende Flache. 
Die Beugungserscheinungen im mikroskopischen Bild des Ob- 
jekts konnten damit jedoch nur unwesentlich verringert wer- 
den. 

Die Einschahung einer Streuschicht in den Strahlengang 
nach der letzten Kondensorlinse verfolgt eine ganz andere 
Absicht. Da die storenden Nebenerscheinungen auf der Inter- 
ferenzfahigkeit des Lichtes beruhen und diese wieder direkt 
von der Koharenz des Lichtes abhangt werden die genann- 
ten Storeffekte um so mehr in Erscheinung treten, je koha- 
renter das auf das Objekt auftreffende Licht ist. Umgekehrt 
treten die storenden Beugungserscheinungen mit zunehmen- 
der Inkoharenz des Lichtes in den Hintergrund. Die Wir- 
kung der Streuschicht. welche praktisch unmittelbar vor 
dem Objekt angeordnet ist, liegt nun darin, dass sie den Ko- 
harenzgrad des auf das Objekt fallenden Lichtes verringert. 
Eine Streuschicht vor der ersten Kondensorlinse verringert 
zwar den Koharenzgrad des durchgehenden Lichts auch, je- 
doch ist der Weg des Lichts durch den Kondensor bis zum 
Objekt noch genugend gross, dass es durch Vorwartsuberla- 
gerung wieder koharent wird. 

Die Erfindung betrifft weiter ein Mikroskop zur Durchftih- 
rung des erfindungsgemassen Verfahrens. Es weist eine 
sinen Kondensor umfassende Beleuchtungsvorrichtung zur 
sinseitigen Schragbeleuchtung des zu betrachtenden Ob- 
jekts auf und ist gekennzeichnet durch eine zwischen der 
letzten Kondensorlinse und dem Objekt befindliche Streu- 
schicht. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der 
Zeichnung skizzenhaft dargestellten Ausfuhrungsbeispiels 
2ines erfindungsgemassen Mikroskops naher erlautert 

In der Zeichnung ist mit 1 ein Objekttisch bezeichnet, 
auf welchem sich das Objekt 2 befindet Oberhalb des Ob- 
jekts ist ein Teil des Objektivs 3 zu sehen, wobei das Objekt 
laturlich so angeordnet ist, dass die optische Achse 4 des Ob- 
jektivs durch das Objekt verlauft 

Unterhalb des Objekttischs ist eine aus einer Lichtquelle 
5 und einem Kondensor 6 bestehende Beleuchtungsvorrich- 
■ung fur das Objekt angeordnet Sie ist (Iber in der Zeich- 
lung der Einfachheit halber nicht dargestellte Mittel derart 


einem Bereich von 40° bis 50° eingestellt werden kann. 
Unmittelbar unter dem Objekttisch 1 ist im Strahlengang 
5 des aus der Beleuchtungsvorrichtung auf das Objekt fallen* 
den Lichtes eine Streuscheibe 8 aus Mattglas senkrecht zur 
Achse 7 der Beleuchtungsvorrichtung angeordnet und mit 
dieser mitverschwenkbar verbunden. 

Der iibrige Aufbau des erfindungsgemassen Mikroskops 
io entspricht vdllig dem eines herkommlichen Mikroskops und 
ist deshalb in der Zeichnung nicht dargestellt. 

Das von der Lichtquelle 5 kommende Licht durchsetzt 
den Kondensor 6 und trifft auf die Streuscheibe 8, wo es in 
eine Vielzahl von kleinen Streulichtquellen umgewandelt 
is wird, welche nun das Objekt 2 mit praktisch inkoharentem 
Licht beleuchten. Der Winkel zwischen der optischen Achse 
4 des Objektivs und der der Beleuchtungsvorrichtung bzw. 
der Ebene der Streuscheibe wird je nach der Art des Ob- 
jekts auf ca. 40° -50° bzw. 50° bis 40° eingestellt. 
20 Selbstverstandlich ware es auch moglich, anstelle der 
Streuscheibe die letzte Kondensorlinse auf ihrer dem Objekt 
zugewandten Oberflache aufzurauhen, also eine Streuschicht 
auf die Linse aufzubringen. 

Auch ware es moglich, die Streuscheibe nicht senkrecht 
as zur Kondensorachse anzuordnen, sondern beispielsweise par- 
allel zum Objekttisch. Welche Anordnung man im Speziel- 
len wahlt, hangt naturlich ganz von der Art der Verwen- 
dung des Mikroskops ab. 

Aufgrund von verschiedenen Untersuchungen wurde fest- 
30 gestellt, dass die stdrenden Interferenz- und Beugungserschei- 
nungen beim erfindungsgemassen Verfahren wesentlich weni- 
ger stark auftreten als bei herkommlicher Beleuchung des 
Objekts und dass nach dem erfindungsgemassen Verfahren 
erzeugte Bilder viel deutlicher, scharfer und Ieichter zu inter- 
35 pretieren sind. 

PATENTANSPRUCHE 

I. Verfahren zur Erzeugung eines reliefartigen Kontra- 
stes im mikroskopischen Bild eines Phasenobjekts, wobei 

40 man dieses einseitig schrag beleuchtet und im Durchlicht be- 
trachtet, dadurch gekennzeichnet, dass man im Strahlengang 
des von einer einen Kondensor umfassenden Beleuchtungs- 
vorrichtung kommenden Lichtes zwischen der letzten Kon- 
densorlinse und dem Objekt eine lichtdurchlassige Streu- 
45 schicht anordnet 

II. Mikroskop zur DurchfUhrung des Verfahrens nach Pa- 
tentanspruch I, mit einer einen Kondensor umfassenden Be- 
leuchtungsvorrichtung, gekennzeichnet durch eine zwischen 
der letzten Kondensorlinse und dem zu betrachtenden Ob- 

» jekt befindliche Streuschicht 

UNTERANSPROCHE 
1. Mikroskop nach Patentanspruch II, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Streuschicht direkt auf der letzten Konden- 
55 sorlinse aufgebracht ist 

Z Mikroskop nach Patentanspruch II, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Streuschicht durch eine separate Scheibe 
gebildet ist. 

3. Mikroskop nach Unteranspruch 2, dadurch gekenn- 
w zeichnet, dass die Scheibe zur optischen Achse des Objek- 
tivs, vorzugsweise unter einem Winkel von 40 bis 50°, ge- 
neigt ist 

4. Mikroskop nach Unteranspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Neigungswinkel verstellbar ist 

65 5. Mikroskop nach einem der Unteranspruche 2 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Scheibe senkrecht zur opti- 
schen Achse des Kondensors stent 
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